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Одним из важнейших технологических параметров процес-
са напыления покрытий методом КИБ является температура. 
Изменение температурного режима конденсации покрытий 
приводит к изменению параметров их структуры и механиче-
ских свойств. Снижение температуры конденсации повышает 
период кристаллической решетки, полуширину рентгеновской 
линии, что свидетельствует о микродеформации кристалличе-
ской решетки и ведет к увеличению микротвердости покры-
тий. С другой стороны, уменьшение температуры конденса-
ции снижает прочность сцепления (адгезию) покрытия с ин-
струментальной основойи его трещиностойкость, вызывает 
рост сжимающих остаточных напряжений. 
Для получения высокой микротвердости, износостойкости 
и адгезии покрытие наносится в два этапа за один технологи-
ческий цикл. Первый слой, непосредственно примыкающий к 
инструментальной основе, осаждается при высокой темпера-
туре конденсации, что обеспечивает высокую прочность 
сцепления с инструментальной основой; верхний слой - при 
возможно меньшей температуре, что позволяет получить вы-
сокие твердость и износостойкость покрытия. Данная техно-
логия позволяет повысить работоспособность режущего ин-
струмента с покрытием в 2…3 раза. 
При разработке технологических процессов формирования 
покрытия деталей важным фактором является знание состава 
плазменного потока и изменения его характеристик (концен-
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трация ионов и степень ионизации вещества катода) в зависи-
мости от параметров. 
Важнейшим параметром процесса КИБ является давление 
реакционного газа, по мере его роста значительно уменьшает-
ся уровень микроискажений кристаллической решетки, растет 
ее пластичность, параметр решетки увеличивается до уровня, 
соответствующего карбонитридотитанового соединения. При 
этом значительно снижается хрупкость покрытия, в то время 
как микротвердость его еще достаточно высока. 
В области малых давлений реакционного газа микротвер-
дость покрытия резко падает, такое покрытие плохо сопро-
тивляется изнашиванию. Концентрация ионов определяет 
скорость роста покрытия, а степень ионизации влияет на каче-
ство образующегося слоя. 
Зная оптимальное значения рассмотренных выше техноло-
гических параметров процесса формирования покрытия воз-
можно получать покрытия с прогнозируемыми физико-
механическими свойствами, а также значительно снизить 
время напыления. 
 
